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OPTISCHES MESSVERFAHREN ZUR VERMESSUNG

VON FREIFORMFLACHEN IM NANOMETERBEREICH
Sensorgestitzte Vermessung von reflektierenden Oberfldchen
mit starken Krimmungen und grofen Steigungswinkeln (1e14s)

DER HINTERGRUND

Die Messung von optischen oder geometrischen Eigenschaften von gekrimmten reflektierenden Ober-
flachen stellt die gangigen optischen Messverfahren vor grofse Schwierigkeiten. Gerade bei stark ge-
krimmten Oberflachen oder Freiformflachen wird das reflektierte Licht stark abgelenkt und fallt nicht
mehr in den Fangbereich des Detektors, so dass optische Sensoren ungenaue Messergebnisse liefern
oder gar nicht messen kénnen. Um die Flachen dennoch charakterisieren zu kénnen, sind zeitintensive
und technisch aufwendige Bewegungsanordnungen zur Positionierung des Sensors erforderlich.

DIE LOSUNG

Ein neues, zum Patent angemeldetes Messsystem fir die Formvermessung von stark gekrimmten
Oberfldchen und Freiformflachen wurde von den Professoren Friedrich Fleischmann und Thomas Hen-
ning im Institut ,i3m” der Hochschule Bremen entwickelt. Hierzu erzeugt ein spezieller Strahlteiler aus
einem Prufstrahl Teilstrahlen, nachdem der Prifstrahl den Priifling passiert hat. Uber die Abstandsmes-
sung der daraus resultierenden Mehrfachreflexion lasst sich der Oberflachenwinkel einer reflektierenden
Oberflache bestimmen. Dabei findet die Messung nur in einer Ebene statt, so dass der Arbeitsabstand
zwischen dem Probekorper und dem reflektierenden Element keinen Einfluss auf die Genauigkeit der
Messung hat. So kann die Form des Priflings mit einer Messgenauigkeit im Nanometerbereich vermes-
sen werden.

FUr die Entwicklung eines Prototyps wird aktuell nach einem industriellen Partner gesucht.

VORTEILE UND ANWENDUNGEN
- Berthrungslose Vermessung der Geometrie
o reflektierender Oberflachen
- Geeignet fUr Oberflachen mit starken Krimmungen
und grol3en Steigungswinkeln
- Einfache und robuste Bauweise
- Keine Kalibrierung des Systems erforderlich
- Keine aufwendige Positionierung erforderlich,
da das Verhaltnis der Messpunkte zueinander
detektiert wird

- Messgenauigkeit im Nanometerbereich

Immer dann, wenn die Geometrie von Freiformflachen mit starken Krimmungen gemessen werden soll,
spielt der Sensor seine Vorteile aus. Beispiele fur die Anwendung sind bei LED-Optiken oder Zierleisten
fir PKW. Die Entwicklung ist interessant fir Hersteller von Sensoren oder von optischen Messsystemen.
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